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金属/誘電体界面に生じる表面プラズモンを利用するプラズモニックレンズは、数 µm サ

イズの シンプル、フラットな構造でサブ波長サイズの集光スポットを生成可能であり、マ

イクロ光学デバイスとしての応用展開が期待される。我々は前回、紫外域波長（375nm）

にチューニングした Al薄膜プラズモニックレンズを設計・作製し、そのビーム集光特性の

測定・評価を行うことにより、レンズ表面から 2.2 µmの高さ（焦点位置）でサブ波長（270nm）

の集光スポットが生成可能なことを確認した。[1] 今回は実用化を目指した特性、構造、

作製方式を検討するため、その焦点距離を 3～4 µmまで増加させ、ナノインプリント方式

の適用を試みた。構造設計は、サブ波長スポットを焦点位置で得るため、スリット内を伝

搬する表面プラズモンの実効波長、及び光路長を、各スリットの幅を変えることで調整し、

焦点位置で各スリットからの光が強め合う干渉が生じるようにした。またレンズのサイズ

は直径 5 µm、Al膜厚は 150nmとした。 

合成石英基板表面に Al膜を真空蒸着した後、FIB加工により多重リング状スリットを作

製し（Fig.1）、波長 375nm の LDを用いて集光特性を近接場光学顕微鏡（NSOM；JASCO 

Corp. NFS-230）で評価した。レーザー光は円偏光で基板側から入射し、レンズ焦点位置近

傍の光強度分布を NSOM プローブ（開口径 170nm）の走査により測定した。Fig.2 にレ

ンズ表面から高さ 3.2 µm における 2 次元光強度分布、及びそのピーク位置を含む面内の

光強度プロット図を示すが、半値幅約 320nmの集光スポットの形成を確認した。講演では

これらの測定結果と FDTD 解析との比較検討について報告する。またプラズモニックレン

ズは数 µm サイズで高集積化が容易に可能であり、ナノインプリント方式で集積化レンズ

アレイの作製プロセスを検討した結果についても併せて報告する。 

 

Fig.1 Surface of plasmonic lens  Fig.2 Light intensity distribution at 3.2µm height at the PL surface 
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